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Abstract (en)
The device has a deformable cavity (20) formed in a layer or a substrate and extended along a plane of the device, where the cavity is delimited by
a movable or deformable side wall (25). An opening transmits depression or pressure pulse, produced in the cavity, to surrounding air. An actuating
unit having a set of electrostatic combs (24, 24') actuates a displacement or deformation of the side wall in the plane of the device. An independent
claim is also included for a method for forming a micro- and/or nano-electromechanical systems or capacitive micromachined ultrasonic transducer
type acoustic energy generating device.

Abstract (fr)
L'invention concerne un dispositif de génération ou de récupération d'énergie acoustique, comportant : - au moins une première cavité déformable
(20) pour recevoir une atmosphère ambiante, réalisée dans un premier substrat, délimitée par au moins une paroi dont au moins une paroi mobile
ou déformable (25), et des moyens, pour faire communiquer la cavité avec une atmosphère ambiante, - des moyens (24, 24', 24 1 , 24' 1 ) pour
actionner un déplacement ou une déformation, dans le plan du capteur, de ladite paroi mobile ou déformable, ou pour récupérer une énergie
résultant d'un déplacement ou d'une déformation, dans le plan du capteur, de ladite paroi mobile ou déformable.
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